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(54) VERFAHREN UND ANLAGE ZUM BEARBEITEN UND AUFRAUEN EINER OBERFLACHE

(67)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine An-
lage zum Bearbeiten und Aufrauen einer Oberflache ei-
nes Werkstiicks flr eine nachfolgende Oberflachenbe-
schichtung, wobei zumindest ein Bereich der Oberflache
mit mindestens einem Bearbeitungsfluid bei einem Be-
arbeitungsdruck beaufschlagt wird, wobei zumindest ein

Bereich der Oberflache bearbeitet und mit einer mikros-
kopischen Aufrauung versehen wird. Nach der Erfindung
ist vorgesehen, dass nach dem Bearbeiten die Oberfla-
che zumindest bereichsweise mit einem Reinigungsfluid
bei einem Reinigungsdruck beaufschlagt und gereinigt
wird, welcher geringer ist als der Bearbeitungsdruck.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bear-
beiten und Aufrauen einer Oberflache eines Werkstlicks
fur eine nachfolgende Oberflachenbeschichtung, bei
welcher zumindest ein Bereich der Oberflache mit min-
destens einen Bearbeitungsfluid bei einem Bearbei-
tungsdruck beaufschlagt wird, wobei zumindest ein Be-
reich der Oberflache bearbeitet und mit einer mikrosko-
pischen Aufrauung versehen wird, gemaR dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Anlage zum
Bearbeiten und Aufrauen einer Oberflache eines Werk-
stiicks fir eine nachfolgende Oberflachenbeschichtung,
wobei wenigstens eine erste Diseneinrichtung vorgese-
hen ist, mit welcher ein Bearbeitungsfluid zum Bearbei-
ten und Aufrauen auf die Oberflache in zumindest einem
Bereich bei einem Bearbeitungsdruck aufbringbar ist, ge-
mafl dem Oberbegriff des Anspruchs 9.

[0003] An bestimmten Werkstlicken ist es gewtlinscht,
Oberflachen mit einer metallischen Beschichtung zu ver-
sehen, um diese etwa vor mechanischem oder korrosi-
vem Verschleill zu schiitzen. Insbesondere bei Zylinder-
kurbelgehausen, auch Motorblock genannt, werden ver-
starkt die Zylinderlaufflachen in den Zylinderbohrungen
mit einer Metallbeschichtung versehen. Die Metallbe-
schichtung kann dabei etwa durch ein thermisches
Spritzverfahren mit einer relativ diinnen Schichtdicke von
wenigen 100 pm bis zu einigen Millimetern aufgebracht
werden.

[0004] Um eine gute Verbindung zwischen der Ober-
flache und der aufgebrachten Metallbeschichtung zu er-
reichen, ist es bekannt, die Oberflache vorausgehend zu
bearbeiten. Zu diesem Zweck kann die Oberflache mit
einem Fluidstrahl mikroskopisch aufgeraut werden. Da-
bei wird ein Fluidstrahl mit einem Bearbeitungsdruck von
bis zu mehreren 1000 bar auf die zu beschichtende Ober-
flache gerichtet. An einer derart mikroskopisch aufgerau-
ten Oberflaiche haftet eine metallische Beschichtung
sehr gut.

[0005] AusderDE 102013211 324 A1 istes bekannt,
auf einer zu beschichtenden Oberflache zunachst eine
makroskopische Rillenstruktur zu erstellen und anschlie-
Rend diese Rillenstruktur durch eine mikroskopische
Aufrauung mittels Strahlbearbeitung zu Uberlagern.
[0006] Dieses Verfahrenistgrundsatzlich sehr kosten-
intensiv, da eine doppelte Bearbeitung der Oberflache
erfolgt. Zudem ist eine mikroskopische Aufrauung nur
bei relativ stabilen Rillenstrukturen méglich, da der Flu-
idstrahl bei einem Bearbeitungsdruck von bis zu mehre-
ren 100 bar feinere Rillen beschadigt oder zerstort.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Anlage zum Bearbeitung und Auf-
rauen einer Oberflache eines Werkstlicks anzugeben,
mit welchen die Oberflache besonders effizient fur die
nachfolgende Beschichtung vorbereitet werden kann.
[0008] Die Aufgabe wird zum einen durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und zum ande-
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rendurch eine Anlage mitden Merkmalen des Anspruchs
9 gel6st. Bevorzugte Ausflihrungsformen der Erfindung
sind in den jeweils abhangigen Anspriichen angegeben.
[0009] Das erfindungsgemafe Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass nach dem Bearbeiten die Oberfl&-
che zumindest bereichsweise mit einem Reinigungsfluid
bei einem Reinigungsdruck beaufschlagt und gereinigt
wird, welcher geringer ist als der Bearbeitungsdruck.
[0010] Bei der Vorbereitung einer Oberflache fiur eine
nachfolgende Beschichtung stellt das Beaufschlagen ei-
nes Bearbeitungsfluides bei einem Bearbeitungsdruck
von bis zu mehreren 1000 bar den grundsétzlich letzten
materialabtragenden Bearbeitungsschritt dar. Eine
Hochdruckbeaufschlagung mit dem Bearbeitungsfluid
gewahrleistet grundsatzlich, dass die Oberflache von
Verschmutzungen, insbesondere Fett- oder Olanlage-
rungen, aufgrund von vorausgegangenen Bearbeitungs-
vorgangen zuverlassig gereinigtist. Jedoch muss zu die-
sem Zweck sichergestellt sein, dass eine Hochdruckbe-
arbeitung der gesamten zu beschichtenden Oberflache
erfolgt.

[0011] GemaR der Erfindung ist eine Reinigungsein-
richtung vorgesehen, mit welcher die zu beschichtende
Oberflache zumindest bereichsweise mit einem Reini-
gungsfluid bei einem Reinigungsdruck bespriiht und ge-
reinigt wird, welcher geringer als der Bearbeitungsdruck
bei der Beaufschlagung mit dem Bearbeitungsfluid ist.
Hierdurch entfallt die Notwendigkeit, die gesamte zu be-
schichtende Oberflache mit dem Bearbeitungsfluid bei
einem sehr hohen Bearbeitungsdruck von bis zu mehre-
ren 1000 bar zu beaufschlagen. Durch den gezielten Ein-
satz eines Reinigungsfluides bei einem erheblich vermin-
derten Reinigungsdruck wird eine Kosteneinsparung
aufgrund eines geringen Bedarfs an Druckenergie und
Bearbeitungsfluid erreicht. Zudem kénnen Oberflachen-
bereiche an der zu beschichtenden Oberflache vorgese-
hen werden, die mit empfindlichen Strukturen versehen
sind, welche bei einer Hochdruckbeaufschlagung be-
schadigt werden kénnten.

[0012] Eine bevorzugte Ausfiihrungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass zum Bearbeiten der Oberflache
neben der Beaufschlagung mit dem Bearbeitungsfluid
zum mikroskopischen Aufrauen eine makroskopische
Bearbeitung zum Ausbilden von definierten Profilele-
menten durchgefiihrt wird. Die makroskopische Bearbei-
tung erfolgt vorzugsweise vor dem mikroskopischen Auf-
rauen, kann jedoch auch gleichzeitig oder nachfolgend
durchgefiihrt werden. Vorzugsweise wird der Oberfla-
chenbereich mit den Profilelementen nur mit dem Reini-
gungsfluid bei dem geringen Reinigungsdruck beauf-
schlagt, jedoch nicht mit dem Bearbeitungsfluid bei ei-
nem hohen Druck. Nach dem mikroskopischen Aufrauen
kann auch die gesamte Oberflache mit dem Reinigungs-
fluid gereinigt werden. Hierdurch wird eine Anordnung
auch feiner Profilelemente erméglicht.

[0013] Eine besonders effiziente Verfahrensvariante
ergibt sich nach der Erfindung dadurch, dass als Reini-
gungsfluid eine WaschflUssigkeit auf Basis von Wasser
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vorgesehen wird. Die WaschflUssigkeit kann dabei ins-
besondere fettldésende Tenside oder andere fir die Rei-
nigung vorteilhafte Zusatze aufweisen. Ein Reinigungs-
fluid auf Basis von Wasser ist umweltschonend und kos-
tenguinstig.

[0014] Grundsatzlichistes mdglich, als Reinigungsflu-
id dasselbe Bearbeitungsfluid zu verwenden, welches fiir
die mikroskopische Aufrauung vorgesehen ist.

[0015] GemaR einer bevorzugten Ausfihrungsform ist
das Reinigungsfluid unterschiedlich zu dem Bearbei-
tungsfluid. Insbesondere ist das Reinigungsfluid frei von
Schleif- oder Abtragspartikeln, welche vorzugsweise in
dem Bearbeitungsfluid vorhanden sind. In beiden Flui-
den kénnen Korrosionsschutzzuséatze vorgesehen wer-
den.

[0016] GemaR einer Weiterbildung des erfindungsge-
malen Verfahrens ist es in vorteilhafter Weise vorgese-
hen, dass der Bearbeitungsdruck zwischen 500 bar und
4000 bar, insbesondere zwischen 800 bar und 2500 bar
eingestellt wird. Die H6he des Bearbeitungsdruckes rich-
tet sich dabei maRgeblich nach der Harte des zu bear-
beitenden Werkstlickmaterials. Bei den angegebenen
Driicken kénnen feinste Partikel aus dem Werkstiickma-
terial geldst werden, so dass eine gewiinschte mikros-
kopische Aufrauung gebildet wird.

[0017] Eine weitere bevorzugte Verfahrensvariante
besteht darin, dass der Reinigungsdruck zwischen 5 bar
und 500 bar eingestellt wird. Der Reinigungsdruck ist -
abhangig vom Material des Werkstlicks - deutlich gerin-
ger als der Bearbeitungsdruck des Bearbeitungsfluids,
so dass beim Reinigen eine Beschadigung der feinen
Profilelemente praktisch vermieden wird.

[0018] Weiterhin ist es nach einer Ausfiihrungsvarian-
te der Erfindung vorteilhaft, dass eine Aufrauung mittels
dem Bearbeitungsfluid in mindestens einem zweiten
Oberflachenbereich der zu beschichtenden Oberflache
ausgebildet wird und dass die Profilelemente in mindes-
tens einem ersten Oberflachenbereich erstellt werden,
welcher getrennt von dem zweiten Oberflachenbereich
ist. Auf dies Weise kann einer partielle Bearbeitung und
Aufrauung des zweiten Oberflachenbereiches mit dem
Bearbeitungsfluid erfolgen, wahrend in dem ersten Ober-
flachenbereich feine Profilelemente erstellt werden, wel-
che nicht unmittelbar durch das Bearbeitungsfluid beauf-
schlagt und damit beschadigt werden. Eine zuverladssige
und schonende Reinigung der feinen Profilelemente wird
durch das Reinigungsfluid erreicht.

[0019] Dabseiist es nach einer Weiterbildung der Erfin-
dung vorgesehen, dass in dem mindestens ersten Ober-
flachenbereich ausschlieRlich eine makroskopische Be-
arbeitung zum Ausbilden der Profilelemente durchge-
fuhrt wird. Auf diese Weise kdnnen sehr feine Profilele-
mente gebildet werden, welche eine Héhe zwischen 10
pm und 500 um aufweisen. Der Abstand der Profilele-
mente direkt zueinander kann eine entsprechende Gro-
Renordnung umfassen. Die Profilelemente kénnen ins-
besondere durch Rillen gebildet werden, wobei zwischen
den Rillen Stege als eigentliche Profilelemente verblei-
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ben.Im Querschnittkénnen diese eine eckige, halbrunde
oder bogenférmige Kontur aufweisen. Es kénnen auch
Profilelemente mit Hinterschneidungskontur, etwa ein
Schwalbenschwanzprofil gefertigt werden. Das Herstel-
len der Rillen erfolgt vorzugsweise durch eine spanab-
hebende Bearbeitung, etwa mittels einem DrehmeilRel
oder einem Fraswerkzeug. Es ist auch eine Bearbeitung
mittels Laser oder einem Funkenerosionsverfahren mog-
lich. Die Profilelemente sind vorzugsweise in einer regel-
mafigen Struktur ausgebildet und angeordnet.

[0020] Im Gegensatz hierzu wird bei der mikroskopi-
schen Strahlbearbeitung die Oberflache durch einen Be-
arbeitungsstrahl mit einem Hochdruck beaufschlagt. Da-
bei werden einzelne Partikel aus der zu beschichtenden
Oberflache geldst, so dass eine unregelmafRige mikros-
kopische Aufrauung erfolgt. Diese unregelmaflige Auf-
rauung kann im Durchschnitt im Bereich zwischen weni-
gen pm bis 100 um liegen.

[0021] Dabei ist es nach einer Ausfiihrungsform der
Erfindung bevorzugt, dass in einem Randabschnitt der
zu beschichtenden Oberflache des Werkstlicks der zwei-
te Oberflachenbereich vorgesehen wird, in welchem aus-
schlieBlich eine Aufrauung mittels Strahlbearbeitung
ausgebildet wird.

[0022] Nach einer Erkenntnis der Erfindung sind ma-
kroskopische Profilelemente in einem Randabschnitt der
zu beschichtenden Oberflache, insbesondere bei Zylin-
derbohrungen, aufgrund eines teilweisen Freiliegens be-
sonders beschadigungsanfallig. Durch das Vorsehen
des zweiten Oberflaichenbereiches mit  einer
ausschlieRlichen mikroskopischen Aufrauung in einem
Randabschnitt wird diese Beschadigungsanfalligkeit
deutlich vermindert. Der Randabschnitt weist dabei vor-
zugsweise eine Breite von 3 mm bis 1 cm auf. Bei einer
Zylinderbohrung sind vorzugsweise beide gegentiberlie-
gende ringférmige Randbereiche frei von Profilelemen-
ten und nur mikroskopisch aufgeraut. Im Gegensatz dazu
liegen die Profilelemente vorzugsweise in einem mittle-
ren Bereich der zu beschichtenden Oberflache. Die ma-
kroskopischen Profilelemente stellen dabei eine makro-
skopische Aufrauung dar, welche im Vergleich zu der
Hochdruckbearbeitung relativ kostenglnstig erstellt wer-
den kdnnen.

[0023] Die erfindungsgeméafie Anlage zum Bearbeiten
und Aufrauen einer Oberflache eines Werkstlicks ist
nach der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine Reinigungseinrichtung vorgesehen ist, wel-
che zum Aufbringen eines Reinigungsfluids zum Reini-
gen der Oberflache in zumindest einem Bereich bei ei-
nem Reinigungsdruck ausgebildet ist, welche geringer
ist als der Bearbeitungsdruck.

[0024] Mitdererfindungsgemaflen Anlage kénnenins-
besondere das zuvor beschriebene Verfahren durchge-
fihrt und die damit verbundenen Vorteile erzielt werden.
[0025] Durch die Reinigungseinrichtung kann insbe-
sondere ein Strahl aus Reinigungsfluid auf die zu be-
schichtende Oberflache gerichtet werden, durch welche
die zu bearbeitende Oberflache gereinigt, insbesondere
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von verbliebenen Spanpartikeln oder Fettund Olresten
befreit wird.

[0026] Zum Bilden des mindestens einen Reinigungs-
strahles kann die Reinigungseinrichtung ein oder meh-
rere Disenelemente aufweisen. Grundsatzlich ist es
moglich, dass als Reinigungseinrichtung die erste Di-
seneinrichtung verwendet wird, welche auch zum Auf-
bringen des Bearbeitungsfluides vorgesehen ist. In die-
sem Fall kann nur eine sequenzielle Bearbeitung mit Be-
arbeitungsfluid und Reinigungsfluid erfolgen.

[0027] Eine bevorzugte Ausfihrungsform der erfin-
dungsgemaflien Anlage besteht darin, dass die Reini-
gungseinrichtung eine zweite Diseneinrichtung zum
Aufspriihen des Reinigungsfluides aufweist. Die zweite
Duseneinrichtung kann ein oder mehrere Disenelemen-
te aufweisen, welche vorzugsweise Uber die zu beschich-
tende Oberflache bewegbar sind.

[0028] Weiterhin ist es nach einer Ausfiihrungsform
der Erfindung vorteilhaft, dass ein erster Behalter fiir das
Bearbeitungsfluid und ein zweiter Behalter fir das Rei-
nigungsfluid angeordnet sind. Bei dieser Anordnung kén-
nen insbesondere verschiedene Fluide zum Bearbeiten
und Reinigen verwendet werden. Die jeweiligen Behalter
sind Uber Fluidleitungen mit den Duseneinrichtungen
verbunden. Uber eine Pumpeinrichtung, insbesondere
eine Axialkolbenpumpe, kann das Bearbeitungsfluid be-
ziehungsweise das Reinigungsfluid mit dem jeweiligen
Druck zum Bilden des Fluidstrahles beaufschlagt wer-
den.

[0029] Eine weitere bevorzugte Ausfiihrungsform der
Erfindung besteht darin, dass mindestens eine Werkzeu-
geinrichtung zum materialabtragenden Bearbeiten und
Ausbilden definierter Profilelemente in der Oberflache
vorgesehen ist.

[0030] Vorzugsweise ist nach der Erfindung vorgese-
hen, dass die Werkzeugeinrichtung ein DrehmeiR3el, ei-
nen Fraskopf, einen Laser oder eine Funkenerosionsein-
richtung aufweist. Hierdurch kénnen insbesondere defi-
nierte makroskopische Profilelemente in einer vorgege-
benen Struktur in die Oberflache spanabtragend einge-
arbeitet werden. Im Vergleich zu einer mikroskopischen
Aufrauung mittels Hochdruckbearbeitung ist ein materi-
alabtragendes Bearbeiten und Erstellen makroskopi-
scher Profilelemente kostenglnstiger.

[0031] Grundsatzlich kann die Anlage lediglich zum
Bearbeiten und Aufrauen eines Werkstlicks zur Vorbe-
reitung fir eine nachfolgende Beschichtung vorgesehen
sein. GemaR einer Ausfilhrungsform der Erfindung ist es
bevorzugt, dass eine Beschichtungseinrichtung zum
Aufbringen einer Beschichtung auf die bearbeitete Ober-
flache vorgesehen ist. Somit kdnnen mit der Anlage so-
wohl die Vorbearbeitung als auch die Beschichtung
durchgefiihrt werden. Zwischen dem Bearbeiten ein-
schlief3lich Reinigen und einer Beschichtung kann eine
Trocknungseinrichtung zum Trocknen des Werkstiicks
angeordnet sein.

[0032] Beider Beschichtung handelt es sich vorzugs-
weise um eine Metallbeschichtung, welche vorzugswei-
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se mit einem thermischen Spritz- oder Beschichtungs-
verfahren, etwa einem LDS-Beschichtungsverfahren
oder einem Plasmabeschichtungsverfahren erzeugt
wird. Die Beschichtung wird im Allgemeinen durch eine
metallische Legierung gebildet. Grundsétzlich kann die
Beschichtung auch eine Keramikbeschichtung oder eine
Kunststoffbeschichtung umfassen.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausfiihrungsbeispieles naher beschrieben,
welches in einer Teilquerschnittsansicht in Fig. 1 sche-
matisch dargestellt ist.

[0034] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Werkstiicks 10 mit
einer im Halbschnitt dargestellten Zylinderbohrung 12
mit einer Bohrungsachse 13. Die Zylinderbohrung 12
weist eine zu beschichtende Oberflache 14 auf, welche
nach der Beschichtung als eine Zylinderlaufflache in ei-
nem Motorblock dient.

[0035] Die zu beschichtende Oberflache 14 istim vor-
liegenden Ausfihrungsbeispiel im Wesentlichen zylind-
risch ausgebildet, wobei in den beiden seitlichen
Randabschnitten 16 nach aulRen gerichtete Abschragun-
gen 18 ausgebildet sind. Die Abschragungen 18 weisen
einen Schragungswinkel zur Bohrungsachse 13 auf, so
dass konische Randabschnitte 16 gebildet sind. In einem
im Wesentlichen koaxial zur Bohrungsachse 13 verlau-
fenden Mittenbereich 17 sind in die Oberflache 14 zwei
erste Oberflachenbereiche 20 vorgesehen, in welchen
makroskopische Profilelemente 22 spanabhebend ein-
gearbeitet sind. Die Profilelemente 22 sind im vorliegen-
den Ausflihrungsbeispiel als dreieckige Stege durch Ein-
drehen von parallelen Rillen oder einer helixférmigen Ril-
le in die Oberflache 14 ausgebildet. In jedem Oberfla-
chenbereich 20 ist eine Vielzahl von nebeneinander lie-
genden Profilelementen 22 vorgesehen.

[0036] Ein Zwischenbereich 19 zwischen den beiden
ersten Oberflachenbereichen 20 ist als ein zweiter Ober-
flachenbereich 30 ausgebildet, in welchen lediglich eine
mikroskopische Aufrauung 32 mittels einer Strahlbear-
beitung durch eine erste Diseneinrichtung 41 ausgebil-
det ist.

[0037] Auch in den beiden aulReren Randabschnitten
16 mit den Abschragungen 18 sind zweite Oberflachen-
bereiche 30 angeordnet, in welchen lediglich eine mikro-
skopische Aufrauung 32 mittels der verfahrbaren ersten
Duseneinrichtung 41 ohne makroskopische Profilele-
mente 22 ausgebildet ist.

[0038] Die aufwandig herzustellenderen zweiten
Oberflachenbereiche 30 mit der mikroskopischen Auf-
rauung sind bei dem dargestellten Werkstiick 10 in den
Bereichen angeordnet, in welchen die aufzubringende
Beschichtung besonders beansprucht ist. In den gerin-
ger beanspruchten ersten Oberflachenbereichen 20 sind
die makroskopischen Profilelemente 22 angeordnet,
welche eine ausreichende Verbindung mit der aufzubrin-
genden Beschichtung in diesen weniger beanspruchten
Abschnitten sicherstellen. Die nachfolgende Beschich-
tung ist insbesondere eine Plasmabeschichtung mit ei-
ner Metalllegierung. Die Beschichtung weist eine
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Schichtdicke auf, welche die Aufrauung 32 und die Pro-
filelemente 22 Uberragt.

[0039] Nach dem mikroskopischen Aufrauen und vor
der Oberflachenbeschichtung wird die zu beschichtende
Oberflache mit einem Reinigungsfluid aus einer zweiten
Duseneinrichtung 42 gereinigt. Die zweite Diiseneinrich-
tung 42 ist verfahrbar, so dass gezielt bestimmte Ober-
flachenbereiche, etwa nur erste Oberflachenbereiche 20
mit Profilelementen 22 oder alle Oberflachenbereiche
20, 30 der zu beschichtenden Oberflache 14 mit Reini-
gungsfluid beaufschlagt werden kénnen.

Patentanspriiche

1. Verfahrenzum Bearbeiten und Aufrauen einer Ober-
flache (14) eines Werkstilicks (10) fiir eine nachfol-
gende Oberflachenbeschichtung, bei welchem zu-
mindest ein Bereich der Oberflache (14) mit mindes-
tens einem Bearbeitungsfluid bei einem Bearbei-
tungsdruck beaufschlagt wird, wobei zumindest ein
Bereich der Oberflache (14) bearbeitet und mit einer
mikroskopischen Aufrauung versehen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Bearbeiten die Oberflaiche zumin-
dest bereichsweise mit einem Reinigungsfluid bei ei-
nem Reinigungsdruck beaufschlagt und gereinigt
wird, welcher geringer ist als der Bearbeitungsdruck.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bearbeiten der Oberflache (14) neben der
Beaufschlagung mit dem Bearbeitungsfluid zum mi-
kroskopischen Aufrauen eine makroskopische Be-
arbeitung zum Ausbilden von definierten Profilele-
menten (22) durchgeflhrt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Reinigungsfluid eine Waschflussigkeit auf
Basis von Wasser vorgesehen wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Reinigungsfluid unterschiedlich zu dem
Bearbeitungsfluid ist.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bearbeitungsdruck zwischen 500 bar und
4000 bar, insbesondere zwischen 800 bar und 2500
bar eingestellt wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reinigungsdruck zwischen 5 bar und 500
bar eingestellt wird.
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10.

1.

12.

13.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Aufrauung mittels dem Bearbeitungsfluid
in mindestens einem zweiten Oberflachenbereich
(30) der zu beschichtenden Oberflache (14) ausge-
bildet wird und

dass die Profilelemente (22) in mindestens einem
ersten Oberflachenbereich (20) erstellt werden, wel-
cher getrennt von dem zweiten Oberflachenbereich
(30) ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

dass in dem mindestens ersten Oberflachenbereich
(20) ausschlieBlich eine makroskopische Bearbei-
tung zum Ausbilden der Profilelemente (22) durch-
geflhrt wird.

Anlage zum Bearbeiten und Aufrauen einer Oberfla-
che (14) eines Werkstlicks (10) fir eine nachfolgen-
de Oberflachenbeschichtung, wobei mindestens ei-
ne erste Dlseneinrichtung (41) vorgesehen ist, mit
welcher ein Bearbeitungsfluid zum Bearbeiten und
Aufrauen auf die Oberflache (14) in zumindest einem
Bereich bei einem Bearbeitungsdruck aufbringbar
ist, insbesondere zum Durchflihren eines Verfah-
rens nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine Reinigungseinrichtung vor-
gesehen ist, welche zum Aufbringen eines Reini-
gungsfluids zum Reinigen der Oberflache (14) in zu-
mindest einem Bereich bei einem Reinigungsdruck
ausgebildet ist, welche geringer ist als der Bearbei-
tungsdruck.

Anlage nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein erster Behalter fir das Bearbeitungsfluid
und ein zweiter Behalter fir das Reinigungsfluid an-
geordnet sind.

Anlage nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens eine Werkzeugeinrichtung zum
materialabtragenden Bearbeiten und Ausbilden de-
finierter Profilelemente in der Oberfliche vorgese-
hen ist.

Anlage nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Werkzeugeinrichtung einen DrehmeiRel,
einen Fraskopf, einen Laser oder eine Funkenero-
sionseinrichtung aufweist.

Anlage nach einem der Anspriiche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Beschichtungseinrichtung zum Aufbrin-
gen einer Beschichtung auf die bearbeitete Oberfla-
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che (14) vorgesehen ist.

Anlage nach einem der Anspriiche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Reinigungseinrichtung eine zweite Disen-
einrichtung (42) zum Aufspriihen des Reinigungsflu-
ides aufweist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10






10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 132 893 A1

9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

—

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 15 18 1745

Kategorid Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
der maBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (IPC)
X,D |DE 10 2013 211324 Al (DURR ECOCLEAN GMBH |[1,2,4,5,] INV.
[DE]) 18. Dezember 2014 (2014-12-18) 7,9-13 | B24C1/06
Y * das ganze Dokument * 8 BO8B3/02
----- B24C3/32
X EP 2 246 457 Al (BAYERISCHE MOTOREN WERKE [1,3-5,9 | C23C4/02
AG [DE]) 3. November 2010 (2010-11-03) B24C3/04
* das ganze Dokument *
X DE 10 2005 055708 Al (DAIMLER CHRYSLER AG |1,3,5,6,
[DE]) 24. Mai 2007 (2007-05-24) 10,13
* das ganze Dokument *
X US 2009/270014 Al (MILLER MITCHELL O [US] |9,10,14
ET AL) 29. Oktober 2009 (2009-10-29)
* das ganze Dokument *
X US 5 317 841 A (COOK JACK R [US] ET AL) 9
7. Juni 1994 (1994-06-07)
* Beispiel II *
Y DE 10 2013 014844 Al (BAYERISCHE MOTOREN |8 RECHERCHIERTE
WERKE AG [DE]; TECH UNIVERSITAT MUNCHEN o
[DE]) 5. Mdrz 2015 (2015-03-05) B24C
A * das ganze Dokument * 1-7,9-14 BO8B
----- €23C
A US 5 380 564 A (VANKUIKEN JR LEWIS L [US] |1-14
ET AL) 10. Januar 1995 (1995-01-10)
* das ganze Dokument *
Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt
Recherchenort AbschluBdatum der Recherche Prafer
Miinchen 5. Februar 2016 Watson, Stephanie

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie

A : technologischer Hintergrund

O : nichtschriftliche Offenbarung

P : Zwischenliteratur Dokument

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes




10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 3 132 893 A1

ANHANG ZUM EUBOPI\ISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 15 18 1745

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

05-02-2016
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
DE 102013211324 Al 18-12-2014 CN 105307817 A 03-02-2016
DE 102013211324 Al 18-12-2014
WO 2014202491 Al 24-12-2014
EP 2246457 Al 03-11-2010 DE 102009019674 Al 23-12-2010
EP 2246457 Al 03-11-2010
DE 102005055708 Al 24-05-2007  KEINE
US 2009270014 Al 29-10-2009  EP 2123788 A2 25-11-2009
SG 156600 Al 26-11-2009
US 2009270014 Al 29-10-2009
US 5317841 A 07-06-1994  KEINE
DE 102013014844 Al 05-03-2015 DE 102013014844 Al 05-03-2015
WO 2015032461 Al 12-03-2015
US 5380564 A 10-01-1995 US 5380564 A 10-01-1995
us 5626674 A 06-05-1997

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82



EP 3 132 893 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gré3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA tibernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

 DE 102013211324 A1 [0005]

10



	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

